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Lampa analizująca na zakres promieniowania podczerwonego

Przedmiotem wynalazku jest lampa analizująca
na podczerwień bliższą, pośrednią i dalszą, prze¬
znaczona szczególnie do zastosowania w urządze¬
niach termograficznych służących do zdalnej reje¬
stracji rozkładu temperatury.

Dotychczas znane są rozwiązania z punktowym
detektorem promieniowania podczerwonego. Pro¬
mieniowanie wysyłane przez poszczególne punkty
badanego obiektu odbija się od zwierciadła stano¬
wiącego część układu analizującego obraz, a na¬
stępnie po przejściu przez modulator pada na po¬
wierzchnię czynną detektora. Sygnał elektryczny
z detektora po wzmocnieniu przez układ wzmacnia¬
jący służy do sterowania gęstością strumienia elek¬
tronów w lampie oscyloskopowej. Odwzorowanie
promieniowania pochodzącego od obiektu na obraz
na ekranie lampy oscyloskopowej jest realizowane
przez ruchy obrotowo-zwrotne zwierciadła w dwu
wzajemnie prostopadłych kierunkach, oraz przez
elektroniczny system wybierania lampy. Wadą tego
rozwiązania jest konieczność stosowania elementów
ruchomych o wysokiej stabilności częstotliwości
a to: zwierciadlanego układu analizującego oraz
modulatora strumienia promieniowania, ponadto
konieczność sprzężenia ruchu mechanicznego z elek¬
tronicznym systemem wybierania i zapisu, niemoż¬
liwość dokładnie jednoznacznego odwzorowania
obrazu termicznego obiektu, łatwe zakłócanie pracy
urządzenia, oraz długi czas rejestracji obrazu.

Celem wynalazku jest usunięcie wyżej wymienio-
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nych wad i niedogodności znanych urządzeń służą¬
cych do rejestracji rozkładu temperatury obiektu.

Cel wynalazku został zrealizowany przez przy¬
stosowanie znanej lampy analizującej wizyjnej do
rejestracji rozkładu temperatury obiektu. Zbudowa¬
na ona została w oparciu o konstrukcję, układ elek-
tryiczmy i wybierający znamych lamp analizujących
wizyjnych. Elektroda akumulująca składa się z po¬
dłoża i warstwy sygnałowej wykonanych z mate¬
riałów przepuszczających promieniowanie podczer¬
wone, oraz z warstwy fotoelektrycznej czułej na
promieniowanie. Elektroda ta jest umieszczona we¬
wnątrz lampy w pobliżu okna, które przepuszcza
promieniowanie podczerwone pochodzące od obiek¬
tu. Elektroda akumulująca jest chłodzona za pomo¬
cą mikrochłodziarki półprzewodnikowej lub ciekłe¬
go gazu znajdującego się w zbiorniku.

Wyrzutnia elektronów jest umieszczona w zagię¬
tej części bańki lampy tak, że każda linia prosta
poprowadzona przez katodę i przecinająca bańkę
lampy w dwu punktach, przecina się z płaszczyzną
elektrody akumulującej poza tą elektrodą, to zna¬
czy nie ma z nią punktów wspólnych. Dzięki temu
promieniowanie pochodzące od katody nie dociera
do elektrody akumulującej i nie zakłóca odczyty¬
wanego obrazu pochodzącego od obiektu.

Lampa będąca przedmiotem wynalazku umożli¬
wia bardzo szybkie zarejestrowanie chwilowego
obrazu termicznego badanego obiektu. Dzięki krót¬
kiemu czasowi rejestracji, przy pomocy kamery
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wyposażonej w opisaną lampę można badać obiekty
ruchome, oraz przeprowadzać rejestrację ciągłą? na
taśmie filmowej. Urządzenie może być zastosowane
do badania elementów mikroskopowych, makrosko¬
powych i obserwacji astronomicznych, po dołącze¬
niu do niego typowej aparatury optycznej Xna,.za¬
kres podczerwieni).

Przedmiot wynalazku i jest bliżej przedstawiony
na rysunku, na którym i wewnątrz, bańki 1 lampy,,
w pobliżu jej okna 2 znajduje się elektroda 3 skła¬
dająca się z nałożonych na siebie warstwy opornika
fotoelektrycznego 3a d płytki sygnałowej 3b. Obie
warstwy leżą na podłożu 3c wykonanym z materia¬
łu przepuszczającego promieniowanie podczerwone,
korzystnie z" A1203. Elektroda akumulująca zamo¬
cowana jest w toroidalnym zbiorniku cieczy chło¬
dzącej np. ciekłego azotu 9. Otwór wlewowy cieczy
chłodzącej 10 znajduje się w ściance bańki 1 lampy.
Elektroda akumulująca może być również chłodzo¬
na przy pomocy mikrochłodziarki półprzewodniko¬
wej.

W drugim zagiętym końcu bańki* 1 lampy zamon¬
towane jest działo elektronowe składające się z ka¬
tody K i siatki sterującej Sv W okolicy zagiętej
części bańki lampy nałożone są nań cewki odchyla¬
jące 6. W skład układu ogniskująco-odchylającego
wchodzi siatka przyspieszająca~S2 .i anoda -cylia-*.
dryczna przyspieszająco-ogniskująca S8 oraz znaj¬
dujące się na zewnątrz bańki cewka skupiająca 4,
cewki odchylające 5 i cewki korekcyjne 11. Z ze¬
wnątrz podaje się na elektrody napięcia polaryzu¬
jące. Sygnał wizyjny będący odwzorowaniem roz¬
kładu temperatury obiektu odbiera się z płytki sy¬
gnałowej 3b. Na siatkę sterującą Sx podawane są
prostokątne impulsy gaszą/ee.
. Zasada działania- lampy będącej przedmiotem
wynalazku oparta jest na elektronicznej rejestracji
obrazu fotoprzewodnictwa elektrody akumulującej,
gdy obraz ten jest odwzorowaniem rozkładu tem¬
peratury obiektu. Promieniowanie podczerwone,
którego źródłem jest obiekt badany 7 po przejściu
przez układ optyczny 8 i znajdujące się na .przed-,
niej ściance lampy, okno przepuszczające promie¬
niowanie podczerwone 2 padania elektrodę akumu--
lującą 3. Podłoże 3c elektrody, mające znaczenie
tylko konstrukcyjne wykonane . jest z materiału
przepuszczającego promieniowanie podczerwone ko¬
rzystnie z A1^03. Środkowa część elektrody akumu¬
lującej nazywana płytką sygnałową 3b wykonana
jest z materiału przewodzącego i posiada małą gru¬
bość zapewniającą przepuszczanie padającego pro¬
mieniowania. Trzecia warstwa 3a elektrody aku¬
mulującej jest warstwą fotoprzewodzącą. Rozkład
rezystywności wymienionej warstwy odpowiada
rozkładowi temperatury obiektu. By zaobserwować
zjawisko przewodnictwa fotoelektrycznego spowo¬
dowane promieniowaniem podczerwonym warstwa
fotoprzewodząca jest chłodzona do temperatury
pracy przy pomocy chłodziarki na ciekły gaz, lub
mikrochłodziarki półprzewodnikowej.

Analizowanie rozkładu rezystywności. warstwy
akumulującej odbywa się podobnie jak w standar¬
towych lampach analizujących wizyjnych przy wy-
ktorzyisitalndiu powolnego strumienia .. elektronów.
Strumień elektronów wytworzonych w wyrzutni

składającej się z katody; K .i siatki sterującej Sx
* dostaje;się w pole magnetyczne cewek odchylających

6 dzięki czemu zostaje zagięty tak, że trafia do
układu ogniskująco-odchylającego.'Wyrzutnia elek-

5 tronów jest umieszczona w zagiętej części lampy,
dzięki - czemu pochodzące od niej promieniowanie
termiczne .nie może .padać na elektrodę akumultją-
cą 3. Następnie strumień relektronów dostaje się do
układu ogniskująco-odchylającego, w skład którego

10 wchodzi siatka przyspieszająca S2, anoda cylindrycz¬
na przyspieszająco-ogniskująca S3 oraz. cewka sku¬
piająca 4, *cewki'odchylające 5 i cewki korekcyjne
11. Strumień ten nazywamy strumieniem wybiera¬
jącym jest odchylany w\ ten sposób, że kreśli na

15 elektrodzie akumulującej'3 linie poziome. Do płytki
sygnałowej ; 3b przyłożone jest napięcie dodatnie
rzędu kilkudziesięciu woltów, powodujące, że stru¬
mień wybierający dochodzący do elektrody akumu¬
lującej 3 jest hamowany i zbliża się do niej z pręd-

20 kością bliską zeru.
Potencjał tej strony płytki akumulującej ustala

się^na^pęziómie -ppjtencjału ^katodyv> dzięki czemu
uzyskuje«się stan naładowania pojemności warstwy
fotoprzewodzącej 3a. Jeżeli na płytkę akumulująca

25- padiire* promieniowanie pochodzące z obiektu bada¬
nego, to spowoduje ono miejscowe zmiany rozkładu
rezystywności warstwy .fotoprzewodzącej. Dzięki te¬
mu uzyska się rozkład rezystywności warstwy foto¬
przewodzącej 3a odpowiadający rozkładowi tem-

30 peratury obiektu. W miejscach odpowiadających,
wyższej temperaturze rezystywności warstwy 3a
zmaleje. Umożliwi • to szybsze Tozładowanie się po¬
jemności warstwy w związku z czym będzie ona
w tych miejscach doładowana podczas następnego

35 cyklu wybierania. Prąd , ładujący tą pojemność
przepływający przez opornik R w obwodzie płytki
sygnałowej 3b'wytwarza użyteczne napięcie sygna¬
łu.

Aby nie zachodziło analizowanie obrazu podczas
40 powrotu strumienia elektronowego na siatkę steru¬

jącą Sj .podaje się cyklicznie prostokątne impulsy
gaszące ujemne.
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Zastrzeżenia patentowe

1. Lampa analizująca na zakres promieniowania
podczerwonego, zbudowana w oparciu o konstruk¬
cję, układ elektryczny i wybierający znanych lamp
analizujących wizyjnych znamienna tym, że jest
wyposażona w chłodzoną elektrodę ;(3), składającą
się z podłoża j(3c) i naniesionej nań warstwy sygna¬
łowej (3b),, wykonanych z materiałów, przepuszcza¬
jących promieniowanie oraz następnej warstwy fo-
toelektrycznej (3a>, czułej na promieniowanie pod¬
czerwone, przy czym elektroda ;(3) jest umieszczona
wewnątrz lampy. w .pobliżu okna (2), także wyko¬
nanego z materiału przepuszczającego promienio¬
wanie.

60 2. Lampa według zastrz. 1 znamienna tym, że ka¬
toda ,(K) jest umieszczona w końcu zagiętej części
bańki (1) tej lampy, tak, że każda linia prosta po¬
prowadzona .przez katodę i przecinająca bańkę (1)
w dwu punktach przecina płaszczyznę elektrody (3)

65 poza tą elektrodą.
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3. Lampa według zastrz. 1 znamienna tym, że
elektroda (3) jest chłodzona korzystnie za pomocą
mikrochłodziarki półprzewodnikowej lub ciekłego

gazu znajdującego się w zbiorniku (9), korzystnie
w kształcie toroidalnym, do którego przymocowana
jest ta elektroda.
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